
ヒーターコイルとアルミナチューブ上に形成された金属
酸化物半導体(SnO2)で構成されています。アルミナチューブの
両端には半導体の抵抗を測るための2つの金電極があります。

ヒーターコイルによって350～400℃に加熱された金属
酸化物の半導体表面には、大気中の酸素がO- やO2- の形で
吸着しており、半導体は一定の抵抗値を保っています。
この表面上にメタンガス等が接触、化学吸着すると、吸着

していたO2- イオンにより酸化され離脱します。このとき
センサ表面では次のような反応が起こります。

CH4＋4O2-→CO2＋2H2O ＋8e-
つまり、メタンガスがセンサ表面に吸着して吸着酸素を

奪い、センサ内部の自由電子が増加することで抵抗値は低下
します。この抵抗値変化を測定することによって、ガス濃度
を求めることができます。

金属酸化物半導体が検知対象ガスと接触したときに生じる抵抗値の変化を、ガス濃度
として検知します。毒性ガスから可燃性ガスまであらゆるガスを検知する汎用型の
ガス検知センサです。

Semi-Conductor Method
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半導体の抵抗値変化を検知
するため、ニューセラミック
式センサでは検知できない
低濃度域(ppm)でも、変化を
検知できます。
低濃度でのセンサ出力が
大きく、高感度です。

長期安定性に優れ、長寿命です。接触燃焼式センサと
比較して、被毒性や過酷雰囲気に対する耐久性に優れてい
ます。

半導体材料に不純物を添加することで、干渉影響が
変化します。この特性を利用することで、ガスによって
は選択性を持つことができます。

原理的に電子の増減及び電子の移動度により抵抗値が
変化するため、可燃性ガスだけでなく、燃焼熱が小さい
毒性ガス等の様々なガスの検知が可能です。
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